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摘要(译)

解决的问题：提供具有良好特性的压电薄膜及其制造方法。 超声探头包
括元件芯片，并且该元件芯片包括柔性膜，设置在柔性膜上的下部电
极，压电膜和上部电极。 ，膜厚度为0.5μm以上且20μm以下，并且平均
粒径为0.005μm以上且0.2μm以下，并且在横截面中没有分层的不连续表
面，并且xPb（Mg1/3Nb2/3 ））由三元压电材料组成的O3-yPbZrO3-
zPbTiO3（x，y，z表示摩尔比，x + y + z = 1）， 并且，在该式的三成
分组成图中，其组成在以下四个点A，B，C和D的范围内。 A（x = 
0.05，y = 0.40，z = 0.55） B（x = 0.05，y = 0.60，z = 0.35） C（x = 
0.25，y = 0.30，z = 0.45） D（x = 0.25，y = 0.50，z = 0.25） [选择图]
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